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Таким образом, при использовании данного сепаратора мы смо-
жем получить покрытие без образования пористости, а значит изде-
лие прослужит гораздо дольше. Также данное техническое решение 
не требует большого количества затрат для установки его в дей-
ствующие установки, в которых реализуется формирование покры-
тий вакуумно-электродуговым методом.  
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Аннотация 
В данной статье изложена классификация криогенных вакуум-

ных насосов. Описываются основые конструктивные элементы. 
Приводится вариант оптимизации характеристик всасывания. 

 
Работа крионасосов реализуется на физических откачивающих 

взаимодействиях, осуществляющихся  под температурами ниже 
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120 К, а именно (выделение капельной фазы на остуженных метал-
лических панелях; поглощение газов на высокодисперсных поверх-
ностях ; поглощении материала на участке предварительно скон-
денсировавшегося вспомогательного легкоконденсирующегося  
газа; единой и параллельной конденсации откачиваемого газа 
и дополнительного легкоконденсирующегося газа; поглощении га-
зов пленками напыленного геттера, напыляемого на криопанель  
откачивающего устройства). 

Для откачки широко применяют высокодисперсные материалы 
с большой площадью внутренней поверхности (активные угли, цео-
литы, силикагели).  

Несмотря на большое многообразие крионасосов, их можно раз-
делить на несколько основных групп: по виду откачки, разности 
температур криоранели, быстроте откачки, варианты охлаждения 
криопанели.  

Крионасосы выполнены из 4 основных элементов: 
•криопанель – важнейшая часть насоса, отвечающая за откачку. 

Выглядит как панель, охлаждаемая до низких температур. На ней 
происходит охлаждение откачиваемых элементов. 

•теплозащитный экран – часть насоса, отвечающая за снижения 
тепловой нагрузки на панель. 

•система снижения температуры – часть насоса, отвечающая за 
охлаждение панели до рабочей температуры, а также для снижения 
тепловых нагрузок во время рабочего процесса. 

•корпус - служит для закрепления составляющих элементов. 
Криопанели можно классифицировать [1]: 
•в виде бочка (она применяется в заливных насосах и использу-

ются при конструкции малых крионасосов. В этом случае для охла-
ждения криопанели используется только теплота испарения крио-
жидкости) 

•в виде змеевика (охлаждается проходящим по ним как сжижен-
ным, так и парообразным хладогентом. Змеевиковые криопанели 
применяются чаще всего в насосах большой производительности 
и охлаждаются от дроссельных рефрижераторных холодильных 
установок) 

•в виде плоскости (ррименяются в насосах малой производи-
тельности, охлаждаемых от газовых холодильных машин, или 
в насосах испарительного типа) 



203 

Преимущества данных насосов очень обширны:  
•отсутствие проникновения загрязнений в рабочем процессе 
•в процессе работы образуется среда, очищенная от лишних масс 
•защищены от электрических перепадов, что гарантирует долгие 

эксплуатационные свойства 
•автоматизированная защита от поломок 
Для улучшения характеристик всасывания легко конденсируе-

мых газов насос можно снабдить дополнительными поверхностями 
для накапливания газов. Эти поверхности будут располагаться сна-
ружи корпуса насоса и соединятся через мостик холода с охлажда-
ющей панелью холодильника. 
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Аннотация: 
Рассмотрен процесс роста тонких пленок методом молекулярно-

лучевой эпитаксии. 
 
Молекулярно-лучевая эпитаксия является экспериментальной 

техникой, используемой для многослойного роста тонких пленок 
различных материалов. Из различных доступных методов роста 
тонкой пленки, МЛЭ считается одним из самых чистых, но и одним 
из самых технически сложных и требовательных, так как рост МЛЭ 
происходит в ультравысоком вакууме. 


